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摘要(译)

本发明公开了一种增加薄膜粘附力的薄膜制备方法、显示基板及其制造
方法，涉及显示领域，能够解决了现有液晶显示装置中有机膜粘附力
差、盒厚不均匀的问题。本发明提供的增加薄膜粘附力的薄膜制备方
法，包括：在衬底材料上形成下宽上窄的沟槽或孔洞，或者直接形成具
有所述沟槽或孔洞的衬底材料；在形成有所述沟槽或孔洞的衬底材料上
沉积薄膜材料，形成薄膜，所述薄膜的一部分嵌入所述沟槽或孔洞中。
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